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(54)实用新型名称

一种便于清洗陶瓷片的工装

(57)摘要

本实用新型提供一种便于清洗陶瓷片的工

装，其涉及陶瓷产品超声清洗领域，旨在解决一

般陶瓷片单片清洗工序复杂清洗效率低，清洗成

本高，耗时长的问题。所述便于清洗陶瓷片的工

装由两个完全相同的清洗框架上下拼接而成，所

述清洗框架包括有框架、限位凹槽、限位凸起、清

洗架，所述框架内部位于四个角处设有限位凹

槽、所述框架面向工作人员的前后两侧设有清洗

架卡槽以及排水孔，所述限位凸起位于框架内部

的限位凹槽的上方，所述框架相对工作人员左右

两侧设有把手孔。
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1.一种便于清洗陶瓷片的工装，所述便于清洗陶瓷片的工装由两个完全相同的清洗框

架上下拼接而成，所述清洗框架包括有框架(9)、限位凹槽(7)、限位凸起(1)、清洗架(4)，其

特征在于，所述框架(9)内部位于四个角处设有限位凹槽(7)，所述框架(9)面向工作人员的

前后两侧设有清洗架卡槽(5)以及排水孔(6)，所述限位凸起(1)位于框架(9)内部的限位凹

槽(7)的上方，所述框架(9)相对工作人员左右两侧设有把手孔(3)。

2.如权利要求1所述便于清洗陶瓷片的工装，其特征在于，所述清洗架(4)安装在清洗

架卡槽(5)中，所述清洗架上设有陶瓷片卡孔(2)。

3.如权利要求1所述便于清洗陶瓷片的工装，其特征在于，所述清洗架(4)倾斜安装在

框架(9)中且安装好的清洗架(4)截面呈v型。

4.如权利要求1所述便于清洗陶瓷片的工装，其特征在于，所述框架(9)位于相对限位

凸起(1)的底部设有供限位凸起(1)安装的凹槽。

5.如权利要求1所述便于清洗陶瓷片的工装，其特征在于，所述清洗框架拼接完成后为

了便于操作设有清洗提篮(8)。
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一种便于清洗陶瓷片的工装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及陶瓷产品超声清洗领域，具体涉及一种便于清洗陶瓷片的工装。

背景技术

[0002] 现有技术中一般陶瓷片清洗方式为将陶瓷片放入不锈钢清洗篮内，存在多片堆叠

问题，不利于清洗效率和清洗质量，同时产品互相接触容易产生破损。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种便于清洗陶瓷片的工装，以解决现有技术存在的一般陶瓷片

单片清洗工序复杂清洗效率低，清洗成本高，耗时长的问题。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种便于清洗陶瓷片的工装，所述便于清

洗陶瓷片的工装由两个完全相同的清洗框架上下拼接而成，所述清洗框架包括有框架、限

位凹槽、限位凸起、清洗架，所述框架内部位于四个角处设有限位凹槽，所述框架面向工作

人员的前后两侧设有清洗架卡槽以及排水孔，所述限位凸起位于框架内部的限位凹槽的上

方，所述框架相对工作人员左右两侧设有把手孔。

[0005] 优选的，所述清洗架安装在清洗架卡槽中，所述清洗架上设有陶瓷片卡孔。

[0006] 优选的，所述清洗架倾斜安装在框架中且安装好的清洗架截面呈v型。

[0007] 优选的，所述框架位于相对限位凸起的底部设有供限位凸起安装的凹槽。

[0008] 优选的，所述清洗框架拼接完成后为了便于操作设有清洗提篮。

[0009] 本实用新型带来的有益效果：

[0010] (1)本实用新型能够实现陶瓷片独立摆放避免碰撞，提高了陶瓷片的表面质量；

[0011] (2)本实用新型结构简单造价便宜，简单易操作，提高了清洗效率。

附图说明

[0012] 图1是根据本实用新型便于清洗陶瓷片的工装单个清洗框架的结构示意图；

[0013] 图2是根据本实用新型便于清洗陶瓷片的工装安装好放入清洗提篮的整体图；

[0014] 图3是根据本实用新型便于清洗陶瓷片的工装拼接好的整体示意图；

[0015] 其中，1-限位凸起、2-陶瓷片卡孔、3-把手孔、4-清洗架、5-清洗架卡槽、6-排水孔、

7-限位凹槽、8-清洗提篮、9-框架。

具体实施方式

[0016] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合具体实施例，对本实

用新型作进一步地详细说明。

[0017] 如图1-3所示，本实用新型实施提供了一种便于清洗陶瓷片的工装，所述便于清洗

陶瓷片的工装由两个完全相同的清洗框架上下拼接而成，所述清洗框架包括有框架9、限位

凹槽7、限位凸起1、清洗架4，所述框架9内部位于四个角处设有限位凹槽7，用来限制清洗架
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4在框架9内部的位置，所述框架9面向工作人员的前后两侧设有清洗架卡槽5以及排水孔6，

用于排出清洗产生的水，所述限位凸起1位于框架9内部的限位凹槽7的上方，所述框架9相

对工作人员左右两侧设有把手孔3，方便提升清洗框架。

[0018] 进一步来说，所述清洗架4安装在清洗架卡槽5中，所述清洗架4上设有陶瓷片卡孔

2，方便安装需要清洗的陶瓷片。

[0019] 进一步来说，所述清洗架4倾斜安装在框架9中且安装好的清洗架4截面呈v型，使

得安装陶瓷片由上往下越来约小限制陶瓷片的移动。

[0020] 进一步来说，所述框架9位于相对限位凸起1的底部设有供限位凸起1安装的凹槽，

方便安装。

[0021] 进一步来说，所述清洗框架拼接完成后为了便于操作设有清洗提篮8，方便对已经

安装好的清洗框架更好的操作。

[0022] 综上所述，本实用新型能够实现陶瓷片独立摆放避免碰撞，提高了陶瓷片的表面

质量，结构简单造价便宜，简单易操作，提高了清洗效率。

[0023] 需要注意的是，本实用新型中使用的多种标准件均是可以从市场上得到的，非标

准件则是可以特别定制，本实用新型所采用的连接方式比如螺栓连接、焊接等也是机械领

域中非常常见的手段，发明人在此不再赘述。

[0024] 以上所述仅为本实用新型的实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域

的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，

所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的权利要求范围。
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图1

图2
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图3
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